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内容）

Abstract (Aim, Use
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Contents)

金属基板上に作製した各種酸化皮膜の構造解析を行うため、支援機関（筑波大学数
理物質系）に設置されている分光エリプソメータの機器利用を行った。分光エリプ
ソメータのデータ解析に際し、皮膜分散式の選定や、皮膜および素材界面等の光学
モデルの詳細検討が必要である。今回、他の分析装置による解析データを参考にし
ながら、これらの解析条件の最適化を検討し、金属基板上の酸化皮膜を詳細に解析
した。

実験
Experimental

冷間圧延鋼板（ブライト仕上げ）上のZrO2蒸着膜をモデル試料として作製し、分光
エリプソメータによる測定および解析を実施した。本皮膜の膜厚は、薄片化試料を
作製して断面STEM観察を行った結果、約40nmであった。分光エリプソメータは、
測定モードをHigh Accuracy Mergeとして、照射角度70 °、測定間隔0.05 eV、積
算時間300 msにて測定を行った。測定データの解析に際し、皮膜分散式
はClassical式とした。光学モデルは、ZrO2蒸着膜層および、その上下に空気
（Void）やFe基板との混合層を含むモデルとした。なお、Fe基板の光学定数スペ
クトルは、脱脂板の測定データを用いてPPC法（Point by Point Calculation）で算
出した。

結果と考察
Results and Discussion

ZrO2蒸着膜の分光エリプソメータによる測定データおよびフィッティング結果を
図1に示し、算出された各層の膜厚や割合を表1に示した。図1より、どの波長域で
も概ねフィッティングされていることが確認できる。表1より、厚さや割合を基
にZrO2蒸着膜の有効皮膜厚さを算出した結果41.6 nmであり、前述したSTEM観察
結果と同様の結果が得られた。また、算出されたZrO2蒸着膜の光学定数スペクトル
を図2に示した。図2の屈折率nに関して、文献［1］によると波長550 nmにおけ
るZrO2薄膜の屈折率は2.05～2.1であり、本解析データでも同等の結果が得られた。
消衰係数kに関しても可視域ではゼロに近い数値であり、妥当な結果と考えられる。
以上の結果から、ZrO2蒸着膜の膜厚や物性値と整合性のある解析データが得られた。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1
表1 ZrO2蒸着膜各層の膜厚および割合
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Figures, Tables and

Equations 2

図1 ZrO2蒸着膜の測定データおよびフィッティング結果
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図2 ZrO2蒸着膜の光学定数スペクトル
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